
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202021735673.9

(22)申请日 2020.08.18

(73)专利权人 大族激光科技产业集团股份有限

公司

地址 518000 广东省深圳市南山区深南大

道9988号

(72)发明人 于秀东　刘兰　王乾　王文英　

农利锦　肖曲　高云松　郭启军　

高云峰　

(74)专利代理机构 深圳中细软知识产权代理有

限公司 44528

代理人 孙凯乐

(51)Int.Cl.

B23K 26/035(2014.01)

B23K 26/064(2014.01)

B23K 26/70(2014.01)

 

(54)实用新型名称

光学装置、振镜系统及激光加工设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种光学装置、振镜系统

及激光加工设备，所述光学装置包括壳体、套筒、

光学镜片、调焦螺母和限位件，壳体内设有容纳

腔；光学镜片固定于套筒内，套筒设置在容纳腔

内；套筒设有与限位件配合的限位配合部；调焦

螺母套设在套筒外部，并与套筒螺纹连接；壳体

和调焦螺母相连接，限位件与壳体固定连接，限

位件与限位配合部配合，禁止套筒在容纳腔内转

动；旋转调焦螺母，调焦螺母驱动套筒运动，从而

带动光学镜片沿套筒的轴线方向直线运动。本实

用新型能够调节光学镜片到激光初射点的距离，

提高准直效果。
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1.一种光学装置，其特征在于，包括壳体、套筒、光学镜片、调焦螺母和限位件，所述壳

体内设有容纳腔；

所述光学镜片固定于所述套筒内，所述套筒设置在所述容纳腔内；

所述套筒设有与所述限位件配合的限位配合部；

所述调焦螺母套设在所述套筒外部，并与所述套筒螺纹连接；

所述壳体和所述调焦螺母相连接，所述限位件与所述壳体固定连接，所述限位件与所

述限位配合部配合，禁止所述套筒在所述容纳腔内转动；

旋转所述调焦螺母，所述调焦螺母驱动所述套筒运动，从而带动所述光学镜片沿所述

套筒的轴线方向直线运动。

2.根据权利要求1所述的光学装置，其特征在于，所述壳体包括第一壳体和第二壳体，

所述第一壳体和所述第二壳体同轴连接，所述套筒带动所述光学镜片在所述第一壳体内运

动。

3.根据权利要求2所述的光学装置，其特征在于，还包括光学镜片冷却模块，所述光学

镜片冷却模块包括具有冷却液第一存储腔的第一进液块和具有冷却液第二存储腔的第一

出液块，所述第一进液块具有第一入口和第一出口，所述第一出液块具有第二入口和第二

出口，所述第一出口与所述第二入口相连通，冷却液从所述第一入口进入所述第一进液块，

从所述第一出口流出并通过所述第二入口进入所述第一出液块，从所述第二出口流出，所

述冷却液在所述第一进液块中的流动方向与所述冷却液在所述第一出液块中的流动方向

相反，所述第一进液块和所述第一出液块配合连接形成所述第一壳体。

4.根据权利要求3所述的光学装置，其特征在于，所述壳体设有安置腔，所述调焦螺母

设置于所述安置腔内，所述壳体还开设有与所述安置腔相连通的第一开口，所述第一开口

用于旋转所述调焦螺母。

5.根据权利要求4所述的光学装置，其特征在于，还包括第一盖体，所述第一盖体盖设

于所述第一开口上。

6.根据权利要求2～5任意一项所述的光学装置，其特征在于，还包括保护镜片，所述保

护镜片固定于所述容纳腔内，所述保护镜片与所述光学镜片同轴。

7.根据权利要求6所述的光学装置，其特征在于，还包括保护镜片冷却模块，所述保护

镜片冷却模块包括具有冷却液第三存储腔的第二进液块和具有冷却液第四存储腔的第二

出液块，所述第二进液块具有第三入口和第三出口，所述第二出液块具有第四入口和第四

出口，所述第三出口与所述第四入口相连通，冷却液从所述第三入口进入所述第二进液块，

从所述第三出口流出并通过所述第四入口进入所述第二出液块，从所述第四出口流出，所

述冷却液在所述第二进液块中的流动方向与所述冷却液在所述第二出液块中的流动方向

相反，所述第二进液块和所述第二出液块配合连接形成第三壳体，所述第三壳体与所述第

二壳体同轴连接。

8.根据权利要求7所述的光学装置，其特征在于，还包括用于支撑所述保护镜片的支撑

座，所述支撑座与所述第二壳体同轴连接，所述第二壳体上开设有供所述支撑座进出的第

二开口。

9.一种振镜系统，其特征在于，包括权利要求1～8任意一项所述的光学装置。

10.一种激光加工设备，其特征在于，包括权利要求1～8任意一项所述的光学装置或权
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利要求9所述的振镜系统。
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光学装置、振镜系统及激光加工设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及光学器件调焦装置，特别是涉及一种光学装置、振镜系统及激光

加工设备。

背景技术

[0002] 在激光焊接中，准直装置是搭载光学镜片的重要装置，激光最初为发散光源，通过

准直装置中的准直镜片后，将发散光转化为平行光，其中激光从激光器中发出后先经过保

护镜片，再通过准直镜片，由于激光有热效应，长时间照射在镜片上，会使镜片产生微小的

形变，由于光学对尺寸的敏感性，使得微小的形变会对后续的光路产生一定的影响，影响平

行光束的准直度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的之一在于克服现有技术存在的上述缺陷，提供一种光学装置，

调节光学镜片到激光初射点的距离，解决受热产生的形变对光路的影响。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种光学装置，包括壳体、套筒、光学镜片、调焦螺母和限位件，所述壳体内设有容

纳腔；

[0006] 所述光学镜片固定于所述套筒内，所述套筒设置在所述容纳腔内；

[0007] 所述套筒设有与所述限位件配合的限位配合部；

[0008] 所述调焦螺母套设在所述套筒外部，并与所述套筒螺纹连接；

[0009] 所述壳体和所述调焦螺母相连接，所述限位件与所述壳体固定连接，所述限位件

与所述限位配合部配合，禁止所述套筒在所述容纳腔内转动；

[0010] 旋转所述调焦螺母，所述调焦螺母驱动所述套筒运动，从而带动所述光学镜片沿

所述套筒的轴线方向直线运动。

[0011] 本实用新型的目的之二是提供包括上述准直装置的振镜系统。

[0012] 本实用新型的目的之三是提供包括上述准直装置和/或上述振镜系统的激光加工

设备。

[0013] 实施本实用新型实施例，将具有如下有益效果：

[0014] 本实用新型实施例通过将套筒和调焦螺母螺纹连接，并使用定位件限制套筒在容

纳腔内转动，当旋转调焦螺母时，调焦螺母驱动套筒运动，从而带动光学镜片一起沿套筒的

轴线方向做直线运动，从而调节光学镜片与光源之间的距离，以达到更好的光束调节效果。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提
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下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 其中：

[0017] 图1是本实用新型一具体实施例的准直装置的结构示意图。

[0018] 图2是图1所示的准直装置的另一视角的结构示意图。

[0019] 图3是图1所示的准直装置的截面结构示意图。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 本实用新型公开了一种光学装置100，参考图1～图3，包括壳体、套筒30、光学镜片

40、调焦螺母50和限位件60，壳体内设有容纳腔，光学镜片40固定于套筒30内，套管30设置

在容纳腔内。套筒30设有与限位件60配合的限位配合部70，调焦螺母50套设在套筒30的外

部，并与套筒30螺纹连接，壳体和调焦螺母50相连接，限位件60与壳体固定连接，限位件60

与限位配合部70配合，禁止套筒30在容纳腔内转动，旋转调焦螺母50，调焦螺母50驱动套筒

30运动，从而带动光学镜片40沿套筒30的轴线方向直线运动，从而调节光学镜片40与光源

之间的距离。

[0022] 光学镜片40可以为准直镜片，当为准直镜片时，调节光学镜片40与光源之间的距

离，可以调节平行光束的准直度。光学镜片40也可以为聚焦镜片，当为聚焦镜片时，通过调

节光学镜片40与光源之间的距离，可以达到更好的聚焦效果。

[0023] 具体的，调焦螺母50具有内螺纹，套筒30具有与内螺纹匹配的外螺纹，旋转调焦螺

母50一周，套筒30沿轴线方向直线运动一螺距，螺距越小，调焦精度越大，在本具体实施例

中，优选地，外螺纹和内螺纹的螺距为1mm‑5mm，皆能获得较好的调节精度。

[0024] 优选地，在本具体实施例中，限位件60为限位螺栓，限位配合部70为限位槽，其开

设于套筒30的外壁。第二壳体20的侧壁设有安装孔，限位螺栓穿过安装孔，并且其端部插入

限位槽中。

[0025] 优选的，在本具体实施例中，壳体包括第一壳体10和第二壳体20，第一壳体10和第

二壳体20同轴连接，套筒30带动光学镜片40在第一壳体10内运动。

[0026] 为了降低光源对光学镜片40的热效应影响，优选地，光学装置100还包括光学镜片

冷却模块。优选的，在本具体实施例中，光学镜片冷却模块包括具有冷却液第一存储腔的第

一进液块11和具有冷却液第二存储腔的第一出液块12，第一进液块11和第一出液块12连

通，第一进液块11具有第一入口111和第一出口，第一出液块12具有第二出口121和第二入

口，第一出口与第二入口相连通，外部冷却液从第一入口111进入第一进液块11，充满第一

进液块11，从第一出口流出并通过第二入口进入第一出液块12，充满第一出液块12，从第二

出口121流出，冷却液在第一进液块11中的流动方向与冷却液在第一出液块12中的流动方

向相反，第一进液块11和第一出液块12配合连接形成第一壳体10。由于第一进液块11和第

一出液块12中的冷却液的流动方向相反，能够提高第一进液块11和第一出液块12之间的换

热效率，从而能够提高第一出液块12与光学镜片之间的换热效率。
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[0027] 优选的，壳体还设有安置腔52，调焦螺母50设置于安置腔52内，壳体还开设有与安

置腔52相连通的第一开口21，第一开口21用于旋转调焦螺母50。

[0028] 在本具体实施例中，第二壳体20的与第一壳体10连接的端部开设有安置腔52，安

置腔52与容纳腔同轴，第一开口21开设在第二壳体20的侧壁。

[0029] 优选地，第一开口21上盖设有第一盖体22，防止灰尘进入安置腔52。具体的，在本

具体实施例中，第一盖体22与第二壳体20通过转轴连接，第一盖体22的一端安装有第一卡

扣，第二壳体20上设置有第一凸起，第一卡扣和第一凸起配合，锁定第一盖体22。

[0030] 优选地，光学装置100还包括保护镜片80，保护镜片80同轴固定于容纳腔内。

[0031] 为了降低光源对保护镜片80的热效应影响，优选地，光学装置100还包括保护镜片

冷却模块。优选的，保护镜片冷却模块包括具有冷却液第三存储腔的第二进液块91和具有

冷却液第四存储腔的第二出液块92，第二进液块91和第二出液块92连通，第二进液块91具

有第三入口911和第三出口，第二出液块92具有第四出口921和第四入口，第三出口与第四

入口相连通，冷却液从第三入口911进入第二进液块91，充满第二进液块91，从第三出口流

出并通过第四入口进入第二出液块92，充满第二出液块92，从第四出口921流出，冷却液在

第二进液块91中的流动方向与冷却液在第二出液块92中的流动方向相反，第二进液块91和

第二出液块92配合连接形成第三壳体90，第三壳体90与第二壳体20同轴连接。

[0032] 优选的，保护镜片80安置于支撑座82上，支撑座82为抽屉形状，第二壳体20的背离

第一壳体10的端部开设有用于安装支撑座82的第一沉孔，第一沉孔与容纳腔同轴，第二壳

体20的侧壁开设有与第一沉孔相连通的第二开口23，第二开口23用于供支撑座82进出，从

而安装和拆卸保护镜片80。

[0033] 优选地，第二开口23上盖设有第二盖体24。具体的，在本具体实施例中，第二盖体

24与第二壳体20通过转轴连接，第二盖体24的一端安装有第二卡扣，第二壳体20上设置有

第二凸起，第二卡扣和第二凸起配合，锁定第二盖体24。

[0034] 第三入口911第四出口921第三入口911第四出口921优选地，第三壳体90的内径小

于第一沉孔的直径，保护镜片80与第三壳体90之间设置第一压紧件84，第一压紧件84与第

三壳体90抵接，用于压紧固定保护镜片80。

[0035] 套筒30的一端设有与套筒30同轴的第二沉孔，第二沉孔的直径小于套筒30的外径

且大于套筒30的内径，第二沉孔与容纳腔同轴，光学镜片40同轴安置在第二沉孔内，通过第

二压紧件42将光学镜片40固定于套筒30内。

[0036] 优选地，第二压紧件42与套筒30螺纹连接。在本具体实施例中，套筒30的端部具有

内螺纹，第二压紧件42具有外螺纹，第二压紧件42将光学镜片40压紧固定于第二沉孔内。

[0037] 优选地，在每个零件的结合处都设计有密封结构，整体上实现了防尘。具体的，第

一进液块11和第一出液块12之间、第一壳体10与调焦螺母50之间、调焦螺母50与第二壳体

20之间、第二壳体20与第三壳体90之间、第二进液块91和第二出液块92之间以及第三壳体

90与激光头安装件200之间均设置密封件。

[0038] 一种振镜系统，包括上述的光学装置100，用于对进入振镜系统的光源进行准直调

节。

[0039] 一种激光加工设备，包括上述的光学装置100或振镜系统，还包括激光头安装件

200，激光头安装件200内设置有激光头。激光头安装件200与第三壳体90相连接。
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[0040] 优选地，激光头安装件200还包括用于冷却激光发射端的冷却模块，激光头安装件

的侧壁内具有冷却腔，侧壁上具有冷却液入口201和冷却液出口202，分别和外部冷却液管

路相连。

[0041] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，

但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人

员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实

用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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